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"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « 15 » aqlt/d,efl, 2024 года N!! Vf/17/ 
Во изменение распоряжения IY/ol p,ТJJ03.Jt;,. в соотвстстоии с 

' 
«Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального 

государственного автономного образовательного учреждения выс111сrо 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» 

утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института. 

лазерных технологий по проведению повторной промежуточной аттестации у 

обучающихся, получивших задолженности в течение промежуто •r11ой 

аттестации осеннего семестра 2023/2024 учебного года (Приложение). 

Директор ИЛТ c5f?~ Г.8. Романова 
(ли•.наR nодn1,сь) (ФИО) 



Приложение к распоряжению №Оr/о/от" /j " аАЩ~ 2024 года -- ; 

Состав и номер Сроки заседания/ место 
Дисциплины Группы КОМИССИИ проведения комиссий 

Комисс11ия №1 Заседание № 1 Взаимодействие излучения с L34l62, 
председатель: Храмов В.Ю. 26.03 .2024, 12:00, ZOOM веществом L34l82 

секретарь : Пушкарева А.Е. Заседание №2 
Взаимодействие лазерного ВЛИВ БАЗ 

02.04.2024, 12:00, ZOOM излучения с веществом. 1.1 
члены комиссии : Базовый курс 

• Беликов А.В . Заседание №З Взаимодействие лазерного L4117, 
• Смирнов С .Н . 19.04.2024, 12:00, ZOOM излучения G веществом . ВЛИВ ПРОД 
• Шамова А .А. Продвинутый курс 1.1 

Квантовая электроника Е4171 , 

Е4271 , 

квэл 1.1 

Когерентная оптика L34l62 

Лазерная фотоника 833001 , 
833002, 
L33162, 
L3318I 

Лазерные микро- и L4l 17, 
нанотехнологии ЛМНТl.1 . 1 

Лазерные микротехнологии в ЛАМИМЕ 
медицине 1.1 

Лазерные технологии L34\61 
обработки материалов 

Математическое L32l6, 
моделирование физических L3217. 
процессов LЗЗ 162, 

L3318\ , 
L4117. 
ММФЗl . 1 . 1, 

ММФПl . l 

Научно-исследовательская L4117. 
работа L4217, 

Практ ИЛТ 

Оптика плазмы L34162. 
L34l82 

Оптические системы для L34\62 
лазерной обработки материалов 

Основы лазерной техники L34162 

Производственная, Практика 
технологическая ( проектно- 4217 
технологическая) 

Тепловые режимы в лазерных и L3416\ , 
оптоэлектронных системах L34162, 

L34181 

Фотоника L4117, 
ФОТИЛТ 



Сост:ш и 11омср Срою~ з11ссщшия/ место 
комиссии ПРООС/~СIIИИ КОМИССИЙ 

Дисциr1лины Группы 

1.1 
Комисс 1-1ия №2 Засс;щ1111е № 1 Воеде11ие о лазерные 1~32 16, председатсл1,: Ccpreeo М .М . 26.03.2024, 11 :00, ZOOM ТСХIIОЛОГИИ L32l7 

секретарь : Карлш·ищ1 Ю .Ю . Зассда11ие №2 Воеде11ие о профессиональную LЗl 16, 
04 .04 .2024, 11 :00, ZOOM ДСЯТеЛЫIОСТI, LЗ 118, 

члены комиссии : LЗ З 161 , 
• Москоин М . К. LЗЗ 162, 
• Синео Д . А. LЗ З 182, 

Введение в 

проф 1.1 

Воедс11ие о специальность L32l6, 
L32l7 

Проект,шя деятельность L32l6, 
L3217, 
LЗЗ 162, 
LЗЗ 182, 
Проектн . 

Деят . 1.1 

Учебная, ознакомительная L33l82 

Учебная, проектная практика LЗ I 16, 
LЗI 18, 
Практ ИЛТ 
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